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チャックおよびXYステージ (プログラマブル)
ステージ移動範囲 210 x 300 mm (8.27 x 11.81 インチ)
分解能 0.5 µm 
移動精度 < 2.0 µm
再現性 < 2.0 µm
XYステージ・ドライバー 高分解能ステッピング・モーター (ﾘﾆｱ･ｴﾝｺｰﾀﾞ･ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ･ｼｽﾃﾑ)
速度調整* 4段階 (速度調整可能)

最低速度: 10 µm / 秒 | 最高速度: 50 mm / 秒

チャックZステージ (プログラマブル)
ステージ移動範囲 50 mm (2.0 インチ)
分解能 0.2 µm 
移動精度 < 2.0 µm
再現性 < 1.0 µm
Z ステージ・ドライバー 高分解能ステッピング・モーター (ｳｪﾊｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ用ﾋﾟﾝ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ機能付き)
速度調整* 3段階 (速度調整可能)

最低速度: 10 µm / 秒 | 最高速度: 20 mm / 秒
*速度は瞬間的速度で、平均速度ではありません。移動中に減速/加速もあります。

高電圧、大電流アプリケーション用途に開発された一台
• 10kV/600Aまでのオンウエハでのハイパワーデバイス測定
• 接触抵抗の低い金メッキチャックを採用。また最薄50 

μmまでの薄形ウエハを吸着できるよう真空穴を改良
• Taikoウエハ搭載可能 (オプション)
• 高電圧/大電流測定用専用プローブ
• アーク放電防止技術
MPI独自ShielDEnvironment™ チャンバー 
• 優れたEMI/RFIシールド、遮光環境
• fAレベルの微小電流測定が可能
• 広温度範囲 (-60 ℃～300 ℃)対応
人間工学に基づいた設計 / 安全設計 
• ウエハを簡単に前面よりロード可能。自動測定用側部より

のローダー (プリアライメント)
• 安全基準にそったインターロック機構及びライトカーテンによ

る安全な測定環境
• 一体型アクティブ防振機構
• 早く、安全に、便利に測定を可能にする完全一体型プロー

ブシステム・コントローラ
• Safety Test Management (STM™)機能によりすべて

の温度においてウエハのロード/アンロードを可能に、また露
点を自動制御 (オプション)

MPI TS2000-HP | 200 mmオート・プローブシステム
高精度 高信頼性 ハイパワー測定用プローブシステム

特長と利点

仕様
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チャックθステージ (プログラマブル)
移動範囲 ± 6.0°
分解能 0.0004° 
移動精度 < 2.0 µm (200 mmチャックの端を測定)
再現性 < 1.0 µm
θステージ・ドライバー 高性能ステッピング・モータ (ﾘﾆｱ･ｴﾝｺｰﾀﾞ･ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ･ｼｽﾃﾑ)

ビデオカメラ (Vertical Control EnvironmentTM)
センサ 1/1.8型モノクロCCD
面積 7.07 mm x 5.30 mm
画素数 3 MP
解像度 2048 x 1536 ピクセル

ウェハ・アライメント・カメラ
センサ 1/1.8型モノクロCCD
面積 7.07 mm x 5.30 mm
画素数 3 MP
解像度 2048 x 1536 ピクセル

仕様

XYZプログラマブル XYマニュアル,
Zプログラマブル XYZ マニュアル

XY - 移動範囲* 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm / 80 x 80 mm
移動分解能 1 µm (0.04 mils) < 5 µm (0.2 mils) < 5 µm (0.2 mils)
再現性 < 2 µm (0.08 mils) N/A N/A
分解能 < 5 µm (0.2 mils) N/A N/A

Z - 移動範囲 140 mm 140 mm 140 mm (空気圧)
移動分解能 0.05 µm (0.002 mils) 0.05 µm (0.002 mils) N/A
再現性 < 2 µm (0.08 mils) < 2 µm (0.08 mils) < 2 µm (0.08 mils)
分解能 < 4 µm (0.16 mils) < 4 µm (0.16 mils) N/A

*ShielDEnvironment™搭載機の場合 X x Y: 25 mm x 25 mm

顕微鏡移動機構
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仕様
材質 ニッケルメッキ・スチール製
ﾁｬｯｸﾄｯﾌﾟ→ﾌﾟﾗﾃﾝﾄｯﾌﾟ 最小5 mm
特長 ポジショナの優れた熱安定性を実現する空冷プラテン搭載
最大ポジショナ搭載数 DC 8台 / DC 4台 + RF 2台 / DC 2台 + RF 4台

プローブ・プラテン

MPI MP40ポジショナ(オプション)構成例

ShielDEnvironment™

MPI ShielDEnvironment™はプローブシステム自身に設置された高性能な環境チャンバーであり、超低雑音、低キ
ャパシタンス測定に必要なEMIシールド、遮光環境を実現します。
ShielDEnvironment™は最大RF4ポートまたは、DC/ケルビンポートを8ポートまで搭載可能です。
完全なMPI ShielDCap™はEMIシールド対応のプローブ・カード・ホルダも簡単に交換できます。

ShielDEnvironment™ 電気的特性*
EMIシールド > 30 dB (代表値) @ 1 kHz to 20 GHz
光減衰 ≥ 130 dB
スペクトル雑音レベル ≤ -180 dBVrms/rtHz (≤ 1 MHz)
本体AC雑音 ≤ 5 mVp-p (≤ 1 GHz)

*ポジショナ4台含む
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LiquidTray™オプション
ア ー ク 放 電 防 止 設 計 さ れ た フ ロ リ ナ ー ト ・ ト レ イ ー
LiquidTray™はチャックに載せることによりアーク放電を抑
えることが可能です。ウエハーはトレー内に保持されアーキン
グフリーな高電圧測定を実現します。

安全管理

ライトカーテン
ライトカーテンによるインターロック機構により、測定器の電
源を切り、ユーザが高電圧感電することを防ぎます。裏面
のインターロックにより安全性を確保しながら、測定の初期
設定を容易に行えます。

ハイパワー・プローブ セレクションガイド

大電流プローブ 高電圧プローブ
3指 5指 7指 PA-HVT PA-HVC PA-HVC-10KV

最大電流 40 A 65 A  100 A  2 A  2 A 2 A
最大電圧 500 V 500 V  500 V 3,000 V 5,000 V 10,000 V
残留抵抗(代表値) ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ ≤ 1 mΩ  -- -- --

漏れ電流@最大V -- -- -- ≤ 1 pA ≤ 600 pA > 35 TΩ

コネクタオプション バナナ[3] プラグ/BNC[4] HV
ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ[2] SHV 10 KV UHV /

バナナ[3] プラグ
針先交換 可 可 可 可 可 可
ピッチ[1] 350 µm (標準) 単針 単針 単針

[1]変更可能
[2]キーサイト/ケースレー
[3]バナナ: 最大100 A､1 ms最大PW, 1%最大PLC
[4]BNC: 最大40 A､1 ms最大PW, 1%最大PLC

高電圧プローブ (HVP)
高電圧プローブは低リークかつ3kV(ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ)、10kV(
同軸)までの測定が可能です。接続コネクタにはキーサイト
社Triax/UHVコネクタ、ケースレー社Triax/UHVコネク
ト、SHV、バナナコネクタなどさまざまなオプションよりお選び
いただくことが可能です。



DATA SHEET - TS2000-HP, QMS-C-AS-104-06, 01-2024 © MPI Corporation 2024 - 仕様は予告なく変更することがあります。 5

大電流プローブ (HCP)
大電流プローブはオンウエハ大電流測定のために最高
200A(パルス)まで測定可能です。マルチ・フィンガー大電
流プローブは大電流および低接触抵抗を実現するために
針とプローブ本体が一体化されています。

単指 4指 6指 8指 12指
最大電流* 20 A 80 A  120 A  160 A  250 A
最大電圧 10 KV 10 KV 10 KV 10 KV 10 KV
残留抵抗(代表値) ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ ≤ 1 mΩ  ≤ 1 mΩ ≤ 1 mΩ
コネクタオプション バナナ バナナ バナナ バナナ バナナ
針先交換 可 可 可 可 可
チップ幅 250 μm 250 μm 250 μm 250 μm 250 μm
ピッチ -- 650 μm 650 μm 650 μm 650 μm

*1 ms最大PW, 0.4%最大PLC

ウルトラ・ハイパワー・プローブ セレクションガイド

ウルトラ・ハイパワー・プローブ (UHP)
UHPプローブはオンウエハでの超高電圧および大電流用に
設計され、10 kV/600 A (パルス)まで測定可能です。
交換可能なマルチ・フィンガー・プローブ・チップ、プローブ・ア
ームは低接触抵抗、超大電流、10 kVまでの超高電圧測
定をプローブを交換することなく測定可能です。

アーキング防止プローカード (オプション)
アーキング防止プローカードはDUTに高空気圧をかけ、パ
ッシェンの法則に基づいてパッド間のアーキングを防ぎます。
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Vertical Control Environment (VCE)
プロービング領域を側面から観察することにより安全に測定
することが可能になりました。

一体型アクティブ防振機構
自動レベリング機能付きエアーダンパーを使った高性能防
振機構

固有振動数: 2.5 Hz
自動レベリング機能

主な特長

自動化されたシングル・ウエハ・ローダー
プリ・アライメント付ウエハ・ローダーにより、測定を自動化す
ることが可能です。
100/150/200 mm ウエハのロード・アンロードができ、操
作は簡単で直感的です。

Safety Test Management STM™ (オプション)
独自のSTM™システムにより測定中はドアが開かないように
なっています。特に低温測定中はドアをいっさい開くことはでき
ません。露点コントロール機能により低温での測定が安定に
実施できます。STM™により自動でCDAあるいは窒素の流
量を監視し、流量不足や流れが止まるなどの問題が起こった
場合、自動的にチャックをセーフモードに切り替え、チャック温
度をなるべく早く露点温度より高く設定します。

ホット・ウエハ・スワップ
自動化されたシングル・ウエハ・ローダーとSTM™によりどの
チャック温度でもウエハのロード/アンロードが可能になりまし
た。ウエハを交換する際、高温から常温、低温から常温に
戻す必要がなくなりました。
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温度チャック制御
チャックの温度制御はプローブシステム前面に搭載されてい
るタッチスクリーンにより制御でき、より早く測定の対応が可
能です

プローブシステム制御系を一体化
ハードウェア・コントロール・パネルは完全にプローブシステ
ムと一体化しており、より早く、より安全、より簡単にプロ
ーブシステムを制御することができます。キーボードとマウス
はソフトウェアを必要な時に操作するためとWindows®ベ
ースの測定器の操作にだけ使用します。

ソフトウェア・ソリューション

MPIセミオート・プローブシステムは画期的なマルチタッチ操作のSENTIO®ソフトウェアにて制御します。簡単で直感的な
操作によりトレーニング時間を大幅に削減し、スクロール、ズーム、ムーブコマンドはスマートフォンの操作と似ているため誰で
もすぐに操作できるようになります。現在使用中のアプリケーションと他のアプリケーションへの移動は指でスイープ可能です。

CDA消費量を最小限に
ShielDEnvironment™をパージするのにチラーのドライエ
アを利用するERSの特許技術によりCDA消費量を最大
50％も削減することが可能となりました。別バルブを使用す
ることにより窒素パージも可能です。

* 図はERSよりご提供
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ハイパワー用チャック
チャック接続 1 同軸10 kV (バナナ/SHV)
チャック接続 2 ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ), 同軸3 kV/10 kV
直径 210 mm (補助チャック2台搭載)
材質 金メッキアルミ製 (平面、真空穴径 100 µm)
チャックトップ 平面チャックトップ (0.5 mm 円形真空溝)
真空穴箇所 (直径) 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141, 164, 194 mm
SmartVacuum™ 真空分配 中心：5x5 mm (4 穴)、100、150、200 mm (4, 6, 8 インチ)
搭載可能DUTサイズ 最小4×4 mm/100 mm (4 インチ)～200 mm (8 インチ)*
表面平坦度 ≤± 5 µm
剛性 < 15 µm / 10 N @edge

*チップなどの測定では真空容量が通常より多く必要となる場合がございます。

常温チャック

電気特性 (トライアキシャル)
チャック・アイソレーション > 30 TΩ
フォース→ガード > 30 TΩ
ガード→シールド > 500 GΩ
フォース→シールド > 100 GΩ

MPI常温トライアキシャル・ハイパワー用チャック
(低接触抵抗を実現する金メッキ加工)

MPI独自の10 kVトライアキシャル・チャック接続
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温度チャック (ハイパワー)

MPI/ERS社共同技術による仕様
温度範囲  20 ～ 200 ℃ 20 ～ 300 ℃ 
接続 ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ): 3 kV

同軸: 10 kV
ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ): 3 kV

同軸: 10 kV
温度制御方式 空冷 / ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ･ﾋｰﾀｰ 空冷 / ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ･ﾋｰﾀｰ
冷却 圧縮空気 (お客様供給) 圧縮空気 (お客様供給)
最小温度設定分解能 0.1 ℃ 0.1 ℃
チャック温度表示分解能 0.01 ℃ 0.01 ℃
外部タッチスクリーン制御                          可 可
温度安定性 ±0.08 ℃ ±0.08 ℃
温度精度 0.1 ℃ 0.1 ℃
制御方式 低雑音DC/PID 低雑音DC/PID
インタフェース RS232C RS232C
チャック表面加工 金メッキ 金メッキ
SmartVacuum™ 真空分配 中心：5x5 mm (4 穴)、100、150、200 mm (4, 6, 8 インチ)
温度センサ Pt100 1/3DIN, 4線式 Pt100 1/3DIN, 4線式

温度均一性 < ± 0.5 ℃ < ±0.5 ℃ at ≤ 200 ℃
< ±1.0 ℃ at > 200 ℃

表面平坦度およびベース並
行度 < ±10 µm < ±10 μm at ≤ 200 ℃

< ±15 μm at > 200 ℃ 

加熱速度 20 to 200 ℃ < 30分 20 to 300 ℃ < 40分 
冷却速度* 200 to 20 ℃ < 30分 300 to 20 ℃ < 40分
チャック-GND間最大電圧 10 kV DC 10 kV DC
リーク@ 10 V ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ (ﾒｽ)

-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ -- --
25 ℃ < 15 fA < 15 fA
200 ℃ < 30 fA < 30 fA
300 ℃ -- < 50 fA

リーク@ 3000 V ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ (ﾒｽ)
-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ -- --
25 ℃ < 5 pA < 5 pA
200 ℃ < 10 pA < 10 pA
300 ℃ -- < 15 pA

リーク@ 10 kV 同軸 UHV/SHV (ﾒｽ)
-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ -- --
25 ℃ < 6 nA < 6 nA
200 ℃ < 6 nA < 6 nA
300 ℃ -- < 6 nA

* データはチャックECOモード時のものとなります。
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MPI/ERS社共同技術による仕様
温度範囲 -10 ~ 200 ℃/300 ℃ -40 ~ 200 ℃/300 ℃ -60 ~ 200 ℃/300 ℃
接続 ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ): 3 kV 同軸: 10 kV
温度制御方式 空冷 / ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ･ﾋｰﾀｰ 空冷 / ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ･ﾋｰﾀｰ 空冷 / ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ･ﾋｰﾀｰ
冷却 圧縮空気 (お客様供給) 圧縮空気 (お客様供給) 圧縮空気 (お客様供給)
最小温度設定分解能 0.1 ℃ 0.1 ℃ 0.1 ℃
チャック温度表示分解能 0.01 ℃ 0.1 ℃ 0.1 ℃
外部タッチスクリーン制御                          可 可 可
温度安定性 ±0.08 ℃ ±0.08 ℃ ±0.08 ℃
温度精度 0.1 ℃ 0.1 ℃ 0.1 ℃
制御方式 低雑音DC/PID 低雑音DC/PID 低雑音DC/PID
インタフェース RS232C RS232C RS232C
チャック表面加工 金メッキ 金メッキ 金メッキ
SmartVacuum™ 真空分配 中心：5x5 mm (4 穴)、100、150、200 mm (4, 6, 8 インチ)
温度センサ Pt100 1/3DIN, 4線式 Pt100 1/3DIN, 4線式 Pt100 1/3DIN, 4線式
温度均一性 < ±0.5 ℃ at ≤ 200 ℃, < ±1.0 ℃ at > 200 ℃
表面平坦度およびベース並行度 < ±10 µm at ≤ 200 ℃, < ±15 µm at > 200 ℃ 
チャック-GND間最大電圧 10 kV DC 10 kV DC 10 kV DC
加熱速度

200 ℃
 -10 to 25 ℃ < 10分 -40 to 25 ℃ < 15分  -60 to 25 ℃ < 20分

25 to 200 ℃ < 30分

300 ℃
 -10 to 25 ℃ < 3分  -40 to 25 ℃ < 7分  -60 to 25 ℃ < 8分

 25 to 300 ℃ < 45分 25 to 300 ℃ < 36分  25 to 300 ℃ < 36分

冷却速度*
AC3 Mode 300 °C 300 to 25 °C < 17分 300 to 25 °C < 17分

200 °C 200 to 25 °C < 14分 200 to 25 °C < 15 min
25 °C 25 to -10 °C < 12分 25 to -40 °C < 13分 25 to -60 °C < 25分

TURBO Mode 300 °C 300 to 25 °C < 17分 300 to 25 °C < 16分
200 °C 200 to 25 °C < 14分 200 to 25 °C < 13分
25 °C 25 to -10 °C < 12分 25 to -40 °C < 13分 25 to -60 °C < 25分

リーク@ 10 V ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ)
-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ < 30 fA < 30 fA < 30 fA
25 ℃ < 15 fA < 15 fA < 15 fA
200 ℃ < 30 fA < 30 fA < 30 fA
300 ℃ < 50 fA < 50 fA < 50 fA

リーク@ 3000 V ﾄﾗｲｱｷｼｬﾙ/ｹﾙﾋﾞﾝ(ﾒｽ)
-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ < 10 pA < 10 pA < 10 pA
25 ℃ < 5 pA < 5 pA < 5 pA
200 ℃ < 10 pA < 10 pA < 10 pA
300 ℃ < 15 pA < 15 pA < 15 pA
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温度コントローラおよびチラー 寸法 / 消費電力・流量
温度チャックタイプ W x D x H (mm) 重量(kg) 消費電力 (VA) 最大流量* (l/分)
20 ～ 200 ℃ / 300 ℃ 300 x 360 x 135 12 700 200

ERS AC3 チラー 寸法 / 消費電力・流量
温度チャックタイプ W x D x H (mm) 重量(kg) 消費電力 (VA) 最大流量* (l/分)
-10 ℃ ～ 200 ℃ / 300 ℃ 420 x 355 x 450 50 1650 250
-40 ℃ ～ 200 ℃ / 300 ℃ 422 x 1020 x 500 140 2400 400
-60 ℃ ～ 200˚C / 300 ℃ 422 x 1020 x 500 140 2400 400

* データはチャック ECOモード時のものとなります。

温度遷移時間(代表値)

リーク@ 10 kV 同軸 UHV/SHV (ﾒｽ)
-60 ℃, -40 ℃ & -10 ℃ -- -- --
25 ℃ < 6 nA < 6 nA < 6 nA
200 ℃ < 6 nA < 6 nA < 6 nA
300 ℃ < 6 nA < 6 nA < 6 nA

* データはチャック ECOモード時のものとなります。

ERS製ハイパワー温度チャック ERS AirCool®Fusion(特許取得)
コントローラ一体型チラー -40 ℃ / -60 ℃

ERS AirCool®Fusion(特許取得)
コントローラ一体型チラー -10 ℃
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プローブシステム用コントローラ仕様

対応ソフトウェア

CPU Intel® CoreTM i7-7700,  3.6 GHz, 8M Cache, 14nm, 65W TDP, 
LGA1151(4C/8T)

RAM DDR4 2400 MHz 16 GB x 1
64 bit OS Windows 10 Professional (English)
電力 460 W
ストレージ SSD 500 GB
LAN 内部TCP/IPおよび外部TCP/IPポート
USBポート 内部(PC上) x3、外部 x1
GPIB インターフェース オプション

ドライバー Keysight社：WaferPro,IC-CAP / EasyEXPERT
Pro-Plus社：BSIMPro & NoisePro    Keithley社：ACS

エミュレーションモード 多種対応可能*
直接お近くの代理店担当者までお問合せください。
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200 mm PRIME High-Power Chuck -10°C to +300°C

用力

プローブシステム本体
電源 100-240 V AC; 50/60 Hz
真空 -0.9 バール
圧縮空気 6.0 バール
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TS2000-HPは計測器との接続に必要なアクセサリをパッケージとして構成いただくことができます。本パッケージは計測
器との最適な接続に必要な高電圧/大電流プローブ、ケーブルおよびアクセサリが含まれております。

キーサイトB1505A
MP40ポジショナ 7台
MP40用RFプローブ・アーム 2個
汎用DCアダプタ 5個
大電流プローブ 2個
高電圧(同軸)プローブ・アーム 3個
キーサイトHVトライアキシャル・コネクタ付高電圧プローブ・アーム 2個
マルチフィンガー大電流プローブ・チップ (5本入) 1箱
プローブ・チップ(25本入) 1箱
暗箱用ハイパワー・コネクションパネル 1個
ハイパワーチャック接続用ケーブル(キーサイト・トライアキシャル/SHV/BNC) 各1本
ハイパワーチャック用 ショートプラグ/フローティングプラグ 各1個

ケースレー2600-PCT-XB
MP40ポジショナ 5台
MP40用RFプローブ・アーム 2個
汎用DCアダプタ 3個
大電流プローブ 2個
ケースレーHVトライアキシャル・コネクタ付高電圧プローブ・アーム 3個
マルチフィンガー大電流プローブ・チップ (5本入) 1箱
プローブ・チップ(25本入) 1箱
暗箱用ハイパワー・コネクションパネル 1個
ハイパワーチャック接続用ケーブル(ケースレー・トライアキシャル/SHV/BNC) 各1本
ハイパワーチャック用 ショートプラグ/フローティングプラグ 各1個

規格対応

保証

計測器接続パッケージ

• 保証期間*: 12か月
• 延長保守契約: 担当まで直接お問い合わせください

*詳しくはMPI取引条件をご参照ください。

第三者機関TÜV による認証
• IEC 61010-1: 2010 + Am1:2016; EN 61010-1: 2010; IEC/EN 61010-2-010: 2014; IEC/EN 

61010-2-081: 2015; EN ISO 12100: 2010; UL 61010-1: 2012/R: 2016-04; UL 61010-2-
010: 2015; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1: 2012/U2: 2016-04; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-
2-010:2015

CE およびUS/Canada (NRTL), SEMI S2 and S8. 準拠。認証のコピーは要求により提供可能です。

温度チャック電源供給
主電源 100～240 VAC自動スイッチ
電源周波数 50 Hz / 60 Hz
動作気圧 6.0 bar (0.6 Mpa,87 psi)、仕様のフ流量下において
CDA露点 高温チャック (常温～300 ℃)の場合　0 ℃以下

低高温チャック (-60 ℃～300 ℃)の場合　-45 ℃以下
直接お近くの代理店担当者までお問合せください。
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MPI Global Presence

Direct contact:
   Asia region:                        ast-asia@mpi-corporation.com

EMEA region:               ast-europe@mpi-corporation.com
America region:     ast-americas@mpi-corporation.com

MPI global presence: for your local support, please find the right contact here:
www.mpi-corporation.com/ast/support/local-support-worldwide

© 2024 Copyright MPI Corporation. All rights reserved.
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本体寸法

仕様
本体寸法(W x D x H) 約1420 x 1140 x 1740 mm (55.9 x 44.9 x 68.5 インチ)
重量 約700 kg (防振テーブル、プローブシステム本体、アクセサリ含む)

*モニター、チラーの設置位置により変わる場合がございます。
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